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(54) KHUÔN ĐỂ GIA CÔNG DÁT VÀ MÔĐUN KHUÔN BAO GỒM KHUÔN NÀY
(57)  Sáng chế đề cập đến khuôn (30) để gia công dát, khuôn (30) có màng cacbon (50) 
được tạo ra để che phủ ít nhất một bề mặt gia công (41) của nó, màng cacbon (50) có phổ 
Raman sao cho tỷ lệ cường độ thể hiện bởi công thức (1) sau:
        ID/IG    (1)
        trong đó ID là cường độ đỉnh tối đa ở 1333 ±10 cm-1 trong phổ Raman của bề mặt 
màng cacbon,
        và IG là cường độ đỉnh tối đa ở 1500 ±100 cm-1 trong phổ Raman của bề mặt màng 
cacbon,
     không nhỏ hơn 1,0, và bề mặt của màng cacbon (50) là bề mặt nhẵn có độ thô trung 
bình số học R không lớn hơn 0,1 μm.
     Khuôn (30) để gia công dát cho phép việc gia công dát được thực hiện một cách hiệu 
quả mà không gây ra tạo hình lỗi ngay cả khi việc gia công dát được thực hiện ở tỷ lệ dát 
cao trong quy trình khô (hệ thống không được bôi trơn hoặc hệ thống ít được bôi trơn). 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến môđun khuôn bao gồm khuôn (30) này.
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